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Abstract (en)
A device for introducing a gas or gas mixture under pressure into a container (1) and for dispensing at least a portion of the gas or gas mixture
contained in the container (1) from the same has a feed line (7) which contains at least one valve (9) and via which a connection can be made
between a gas reservoir (4) and a connection (2) of the container (1). A discharge line (10) which can likewise be connected to the container (1)
contains at least one valve (13). The feed line (7) is connected to a booster device (15, 15') and the discharge line (10) is connected to a storage
device (15). <IMAGE>

Abstract (de)
Eine Einrichtung zum Einbringen eines unter Druck stehenden Gases oder Gasgemisches in ein Behältnis (1) und zum Entnehmen wenigstens
eines Teils des im Behältnis (1) enthaltenen Gases oder Gasgemisches aus dem Behältnis (1) weist eine wenigstens ein Ventil (9) enthaltende
Zuführleitung (7) auf, über die eine Verbindung zwischen einem Gasspeicher (4) und einem Anschluß (2) des Behältnisses (1) herstellbar
ist. Eine ebenfalls an das Behältnis (1) anschließbare Ablaßleitung (10) enthält wenigstens ein Ventil (13) . Die Zuführleitung (7) ist an eine
Druckerhöhungsvorrichtung (15, 15') und die Ablaßleitung (10) an eine Speichereinrichtung (15) angeschlossen sind.
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